


 

 

РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 102 с., 57 рис., 11 табл., 48 источников. 

Объектом исследования является вакуумная установка для магнетронного 

и резистивного нанесения металлов для производства микроэлектроники. 

Цель дипломного проекта является усовершенствование вакуумной уста-

новки для нанесения металлических покрытий в вакууме. 

В процессе проектирования выполнены следующие исследования: 

− определено назначение и область применения напыления тонких 

плёнок в производстве микроэлектроники; 

− проанализировано назначение, устройство и принцип работы ва-

куумной установки ВУ-700, выбраны методы нанесения покрытий и представ-

лены предложения по усовершенствованию вакуумной установки; 

− выполнен проектировочный расчет скорости распыления и испа-

рения, проверочный расчет равномерности нанесения покрытия, а также раз-

работана конструкции ввода вращения; 

− рассчитана себестоимость детали с покрытием, и определена эко-

номическая эффективность проектного варианта технологического процесса. 

Результатами явились предложения по замене ввода вращения, установке 

ионного источника очистки, установке резистивного испарителя и системы 

магнетронного распыления. 

Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 

объективно отражает состояние исследуемого процесса, все заимствованные 

из литературных и других источников теоретические и методические положе-

ния и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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